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１．概要（Summary） 

 本研究では大気中に浮遊する微粒子を捕集・分離する

マイクロ流路デバイスを作製するための加工プロセスを開

発することを目的としている。微粒子捕集孔、電気泳動用

マイクロ流路および粒子分離用マイクロスリットで構成され

る当該デバイスを、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の

設備を利用した微細加工を通じて開発した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 深堀ドライエッチング装置（RIE-800iPB-KU） 

 

【実験方法】 

 当研究所において予めLED描画装置による Si基板上

への微細構造を作製した。その後、この基板を拠点へと

持ち込み、深堀ドライエッチング装置を用いたボッシュプ

ロセスによるSi層の深掘りエッチングを繰り返した。これに

より、PDMS シートによるデバイスのシーリングのためのピ

ラー構造を作製した。今回はエッチングプロセスを検討す

ることで、ピラー構造を作製するための条件検討を行っ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 当該デバイスのピラー構造の一例を図に示す。（Fig. 

1）。条件検討により、Si層の掘削を通じて、様々な高さを

有するピラー構造を作製することができた。さらに、一般

にボッシュプロセスで課題となるスカロップがほとんど発

生することなく、均質なデバイスを作製できた。 

 さらに、当研究所において CVD による SiO2製膜の後、

PDMS シートを貼り付けることで流路として機能させた。

本デバイスを用いた実験では、市販されている蛍光修飾

されたポリスチレン微粒子を導入し、蛍光顕微鏡による観

察を行いながら電気泳動を行った。その結果、粒子がピ

ラー間を泳動していく様子が確認され、デバイスの粒子

分離機構として機能できることが示唆された。 

 課題として、今回の掘削のためのプロセスのサイクル数

を概算で決定したため、当初設定していた高さを得ること

ができなかった。今後ピラーの高さを厳密に制御するた

めには、サイクル数に代表される条件を厳密に検討する

必要があると考えられる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)

の予算を利用して遂行されました。 

 本課題においてご対応いただきました、瀬戸弘之様（京

都大学ナノテクノロジーハブ拠点高度専門技術職員）に

感謝致します。 
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Fig. 1 SEM image of pillar structure for 

micro-fluidic device. 


